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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成27年2月5日(2015.2.5)

【公開番号】特開2013-124992(P2013-124992A)
【公開日】平成25年6月24日(2013.6.24)
【年通号数】公開・登録公報2013-033
【出願番号】特願2011-275096(P2011-275096)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｂ  11/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｂ  11/24     (2006.01)
   Ｇ０１Ｂ   9/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｂ   11/00     　　　Ｇ
   Ｇ０１Ｂ   11/24     　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｂ    9/02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年12月15日(2014.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検面の位置または形状を計測する計測装置であって、
　波長が互いに異なる複数の光束を用いる多波長干渉計と、
　前記多波長干渉計により検出された干渉光の信号を用いて前記被検面の位置または形状
を求める制御部とを有し、
　前記多波長干渉計は、
　前記被検光を被検面に入射させて前記被検面で反射された被検光と前記参照光とを干渉
させる光学系と、
　前記被検光と前記参照光との干渉光を各波長に分光する分光部と、
　分光された干渉光ごとに設けられた、前記干渉光を検出する検出器と、
　前記分光部からの光を前記検出器に導く導光部分の位置を調整可能な光学部材とを有し
、
　前記制御部は、前記被検面の傾きに関する情報を用いて前記複数の光束の波長間におけ
るスペックルパターンのシフト量を取得し、取得したシフト量に基づいて前記光学部材を
制御して前記導光部分の位置を調整することを特徴とする計測装置。
【請求項２】
　前記光学部材は絞りであり、前記導光部分は前記絞りの開口であり、
　前記制御部は、前記被検面の傾きに関する情報を用いて前記絞りの開口の位置を制御す
ることを特徴とする請求項１記載の計測装置。
【請求項３】
　前記光学部材は複数の微小鏡面を２次元に配列した素子であり、前記導光部分は、前記
複数の微小鏡面のうち前記分光部からの光を前記検出器に導くように反射する一部の微小
鏡面であることを特徴とする請求項１記載の計測装置。
【請求項４】
　前記被検面の傾きに関する情報は前記被検面の傾き角度であることを特徴とする請求項
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１乃至３の何れか１項に記載の計測装置。
【請求項５】
　前記制御部は、分光された各干渉光に対して前記導光部分の位置を同じにして前記計測
装置により計測された前記被検面の形状から前記被検面の傾きに関する情報を取得するこ
とを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の計測装置。
【請求項６】
　前記多波長干渉計はヘテロダイン干渉計であることを特徴とする請求項１乃至５の何れ
か１項に記載の計測装置。
【請求項７】
　前記光学系は、粗面である前記被検面に前記被検光を入射させて前記被検面で反射され
た被検光と前記参照光とを干渉させることを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記
載の計測装置。
【請求項８】
　前記複数の光束の波長間におけるスペックルパターンのシフト量ΔＬは、以下の式で表
される、ことを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載の計測装置。
【数１】

ただし、λ１、λ２は前記複数の光束の波長、ｆは前記被検面からの反射光を受光する受
光系の焦点距離、θは前記被検面の傾き角度である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の一側面としての計測装置は、被検面の位置または形状を計測する計測装置であ
って、波長が互いに異なる複数の光束を用いる多波長干渉計と、前記多波長干渉計により
検出された干渉光の信号を用いて前記被検面の位置または形状を求める制御部とを有し、
前記多波長干渉計は、前記被検光を被検面に入射させて前記被検面で反射された被検光と
前記参照光とを干渉させる光学系と、前記被検光と前記参照光との干渉光を各波長に分光
する分光部と、分光された干渉光毎に設けられた、前記干渉光を検出する検出器と、前記
分光部からの光を前記検出器に導く導光部分の位置を調整可能な光学部材とを有し、前記
制御部は、前記被検面の傾きに関する情報を用いて前記複数の光束の波長間におけるスペ
ックルパターンのシフト量を取得し、取得したシフト量に基づいて前記光学部材を制御し
て前記導光部分の位置を調整することを特徴とする。
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